
 

Laser Interferometry Tools 

for Precision Measurement 
 

액셀 프리시전은 1987년 설립이래 레이저 인터페로미터  

분야에서 세계 최고의 기술을 선도하고 있습니다. 

액셀의 제품은 응용분야가 생산 라인, 실험실 또는  

실측분야 등 정밀 측정이 요구되는 어느 영역에도 응용이  

가능합니다. 

액셀은 고객이 요구하는 정밀계측을 위한 최상급의  

효과적이고 확실한 응용 기술 지원을 하고 있습니다. 

1) 반도체 노광(노출) 스테이지의 포지셔닝 

2) 하드드라이브 서버 라이팅 

3) 반도체 테스트 장비 

4) 기계 장치의 캘리브레이션 

5) 실험실의 정밀측정 

응용분야  

   선형변위(Linear displacement) 

     +. 선형(Linear)     +. 평면반사체(Plane Mirror) 

     +. 고해상도 

캘리브레이션 

     +. 선형변위     +. 직진성      +. 횡전도 

     +. 정방성       +. 편평도      +. 이동속도 

     +. 평행성 

Features 

+. NIST에 의해 검증된 파장    +.  빠른 측정속도 

+. 다양한 제품군              +. PC based 측정보드 

+. 굴절계(Refractometer) 및 Weather Station 

+. 첨단 응용 기술 지원 

 

Benefits 

        1) 높은 측정 정확도 

        2) 개선된 생산성(Improved Throughput) 

        3) 융통성(Flexibility) 

        4) PC와 사용이 간편 

        5) 모든환경에서 정밀 

        6) 필요한 시점에 필요한 해법을 제시 
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Excel Precision은 두 종류의 레이저 헤드를 생산합니다. 모델 

1001A 와 1001F 는 같은 크기이고 1001B는 이보다 큽니다. 각 

헤드는 용도에 따른 주문 제작이 가능합니다. 

Excel의 레이저는 고성능 지만 레이저 튜브를 이용, 특수 설계된 

장치로 뛰어난 신뢰성과 초정밀 측정 결과를 제공합니다. 

지만(Zeeman) 레이저 기술은 최첨단 기술을 사용한 진보된 정확도 

와 주파수 안정용으로 사용되어 집니다. 

모든 레이저 헤드는 NIST 와 ISO의 주파수 표준에 의거 제작 

되었습니다. 

모든 레이저 헤드는 여섯 개 변위의 동시 측정이 가능합니다. 

동시에 6개 이상의 측정이 요구되는 분야를 위해 특별히 준비된 

시스템도 제공되고 있습니다. 

레이저 헤드 사양 

작동온도 0 ‾ 40 도(32 ‾ 104 F) 

공급전력 2.5A @ 15V DC (시동시), 1.1A @ 15V DC(작동중)

주파수범위 1.5 ‾ 3.0 MHz 

진공중파장 632.99137 nm (일반값) 

진동수 안정성 1 / (2 X 10 

위치 안정성 < 0.1 X 10 (작동준비 후) 

빔 직경 6 mm (일반값) 

Laser전원출력 > 0.2 mW; < 1mW 

웜업시간 <15 min 

최대 측정수 6 항목 

신호출력 미분 사각파 

측정범위 0 ‾ 20 m 

측정속도 0.6 m/s 

 

Excel Precision은 직접 설계 제작된 인터페로미터와 광학 

부품을 철저한 생산공정관리를 통하여 생산하고 있습니다. 

이들 인터페로미터를 이용하여 선형변위의 측정이나 교정 

목적으로 사용됩니다 

인터페로미터 

1011A 리니어 인터페로미터 와 1013A Retroreflector(레이저 광 

반사장치)는 가장 간단한 선형변위 측정용 구성입니다. 

1018A 단일광 인터페로미터 와 1019A Retroreflector 는 공간 

제약이 있는 곳에서의 측정에 적합하게 설계되었습니다. Excel 

Precision은 또한 1018F 와 광학 단일광 인터페로미터를 

제공하는데 이것은 화이버(Fiber) 광학 케이블을 이용하여 

1031F 리시버와 접속할 수 있습니다.  

 1021A 평면반사체(Plane Mirror) 인터페로미터, 1012B 고 

해상도 평면반사체 인터페로미터, 1012C differenticial 평면 

거울 인터페로미터, 1012D 고 안정도 평면거울 인터페로미터, 

그리고 1012F 화이버 광학 평면반사체 인터페로미터는 초고정밀 

검교정 분야에 적합합니다. 평면반사체 인터페로미터는 측정 

빔을 측정 경로에 두 번 지나가게 하여 1011A 또는 1018A  

인터페로미터에 의해 두 배의 해상도을 얻을 수 있습니다. 

Optics (광학) 

1014A (50/50) 와 1015A (33/67 ) 빔 splitter 는 하나의 

축보다 더 많은 것을 요구하는 측정용도로 설계되었습니다. 

1014A (50/50) 빔 splitter 는 레이저광을 두개의 동일한 

세기의 빔으로 나누어 하나는 원래의 방향으로 다른 것은 이와 

수직으로 진행시킵니다. 

1015A 는 레이저광을 진행 방향의 수직 방향으로 33%를 굴절 

시키고 67% 는 기 진행 방향으로 진행시킵니다.  

빔의 50%를 굴절시키는 1017A (소형) 또는 1017B (대형) 빔 

벤더 (Bender) 가 있습니다. 

위의 인터페로미터와 빔 splitter를 설치하기 위한 조정 가능한 

두 가지 마운트가 있습니다. 1021A  조정용 마운트는 작고 

1014A, 1015A 그리고 1018A 와 함께 사용됩니다. 더 큰 1022A 

는 1011A, 1012A , 1012B, 1012C, 1012D 그리고 1012F 

인터페로미터와 함께 사용됩니다. 



  

  

 

공기온도와 압력 과 습도의 변화에 따른 레이저 파장의 변화는: 

    온도 : +/- 1도              = +/- 1PPM 

    압력 : +/- 2.5mm Hg         = +/- 1PPM 

    습도 : +/- 30% Change       = +/- 1PPM 

 측정 정밀도 증진을 위한 2가지 방안:   1160 a  센서 베이스 

weather station과 절대진공 기준을 제공하는 1024B 굴절제가 

그것입니다. 

 

Weather station 
1160A weather station은 온도 상대습도 그리고 기압 정보를 

실시간의 측정하여 레이저 파장 보상을 위한 데이터를 회로로 

feed back 합니다. 

 

Refratometer  
측정환경은 표준진공기준에 비교하여 1024B 굴절계는 온도, 압력, 

습도에 따라 수정된 신호를 제공합니다. 1024B는 1032B 신호 처리 

카드가 사용됩니다(포함). 

 

Material sensor  
1163A 머티리얼 센서는 실시간으로 물질의 열 팽창이나 수축에 대

한 보상값이 feed back 됩니다. 측정동안 물체의 물리적 상수가 

온도의 변화에 따라 변합니다. 이 변화는 측정 결과에 상당한 영

향을 줍니다. 초정밀 위치 측정을 위하여 측정결과는 환경에 따른 

물질의 변화를 보정되어야 합니다.  

 

1160a weather station 

 온    도 압   력 습   도 

정 밀 도 +/- 0.06 도 +/- 1.2 mm Hg +/-2% (상대습도) 

범    위 0 ‾ 40 도 0 ‾ 775 mm Hg 0‾100%(상대습도) 

 

1024B REFRACTOMETER 

정 밀 도 +/- 5 x 10 @ λ/128 +/- 6 x 10 @ λ/1024 

 

PC based 인터페이스 

1032B 신호처리카드는 1011A 또는 1018A 간섭계와 함께 

사용하여 0.01um 의 해상도를 얻을 수 있으며, 1012B 고해 상도 

평면반사 간섭계와 사용하면 0.00025um 의 해상도를 얻습니다. 

 

Coupler Based interface 

coupler based electronics 는 1036A 고속 펄스 컨버터, 1037A 

바이너리 인터페이스 카드, 1038A 고속 비교측정기와 1041A 

카드 케이지로 구성됩니다.  

* 1036A 고속 펄스 컨버터는 0.16 um 의 raw interference 

fringe 에서 부터 0.001 um의 높은 해상도 까지 분해능을 높일 

수 있습니다. (1012B 장착시) 

1036B 는 실시간으로 8가지의 빠른 출력 신호 (225mhz) 

생성합니다. 또 direct servo application 을 위해 스탠드 

얼론(stand alone ) 회로로 사용 하거나 또는 1037A 및 1038A 

와 함께 사용될 수 있습니다. 각각의 1036A 는 2방향 측정이 

지원됩니다.  

1037A 바이어리 인터페이스 카드는 컴퓨터와 1041A 카드 케이지 

간의 연출력신호를 인터페이스합니다. 하나의 1037A 는 각 카드 

케이지 마다 필요하며 6 축의 측정까지 지원합니다.  

( 1036A 각 3개 1038A 각 6개 )  

1038A 와 비교간섭계는 moving 스테이지의 순간위치와 6개의 

목표 위치를 비교하는데 사용됩니다. 이들 두 포지션을 간의 

차이가 "위치에러" 인데 이것이 servo 전자 제어장치의 servo 

신호가 됩니다. 목표 위치는 컴퓨터에 의한 수동 또는,외부 

센서에 의한 자동입력이 가능합니다.  

 

A-quad-B up down 펄스 인터페이스 유니트: 1060A 인터페이스는 

스텐드 얼론으로 A-quad-B나 up/down 펄스를 0,16 um의 

해상도로 분석 가능하며, 1036A로부터의 초고해상도의 A-quad-

B나 up/down 펄스를 수용할 수 있습니다. 

재 현 성 +/- 0.020 PPM @ λ/1024 +/- 0.025 PPM @ λ/1024 1032B PC AXIS CARD 

 선형 평면 고정밀 

정 밀 도 10 nm 5 nm 24 nm 

최대측정치 5.3 + nm 2.65 + nm 1.33 + nm 

1036A FAST PULSE CONVERTER 

(비교간섭계와 인터페이스 카드를 이용) 

정 밀 도 5 nm 

 

측정속도 8.1 cm/s (최대) 



  

 

거리변위

속    도

진    동

횡전성

평형도

정방성

편평도

 

선형성

필수 기본 장비

선택사양

파장 보정 장치

 
 

 

1100A 제품사양: 

제품번호 1110A 1120A 1130A 1140A 

해 상 도 10 nm 
0.05  

arc-sec 

30nmW 

/50mm 
0.55μm 

정 밀 도 +/-1X10 +/- 0.2% +/- 0.2% 0.4 ppm 

측정범위 0 ~ 20M   

    

+/-1.5mm 

0.1~3M 

(광학거리) 

 

1100a 측정시스템은 기계장치의 교정이나 도량형의 측정을 

실시간으로 다양한 초정밀 측정이 가능하도록 특별히 설계된 

시스템입니다. 

특징  

- 모든 측정이 하나의 시스템으로 가능  

- NIST(미표준국) 인증 장치  

- 다양한 응용 분야 지원 

 

 측정 가능 분야 

- 선형 변위             - 선형성  

- 횡전 변위             - 평행성 

- 편평도                - 정방성 

- 변위속도              - 진  동 

 

모든 캘리브레이션 시스템은 1001 레이저를 이용 합니다. 이 레이저 

파장은 NIST와 액셀 기준에 의거 매우 정밀한 검교정이 가능하도록 

조정되어 있습니다. 

 

1100A는 모든 측정이 가능한 완전한 장비입니다. 이 장치는 레이저  

헤드, 1031A 리시버 , 1032B 시그널 프로세서, 몇 가지의 광학 

장치로 구성되어 있으며 파장 보정용 툴이 선택가능 합니다. 또한 

목적에 맞는 측정용 개별 구성이 가능합니다.  

 

1110A 리니어 측정키드는 높은 정확도 와 재현성으로 reference 

위치(참조점)와의 상대거리를 측정하도록 설계되었습니다. 

11021A angular 측정 구성은 높은 해상도와 정확도로 미세한 각도를 

측정하는데 사용됩니다. 편평도 측정은 1120A angular optics 를 

고정장치를 이용, 표준 선반 위에 설치하고 이를 움직여, 표면의 

편평도를 측정합니다. 

 

1140A 선형성 측정 구성은 선형간섭계, 선형 반사체, 광학/기계적 

보조 장치들로 구성됩니다. 선형성 측정을 위해 선형간섭계로 

입사된 레이저는 2개의 서로 수직한 편광으로 분리된다. 이 2개의 

편광이 각각 선형성 측정 피사체에 설치된 선형성 측정용 반사체의 

움직임을 변위로 하여 선형성을 측정하게 됩니다. 

* - (진공), 

 (+/- 5 X 10 in air without air refractive index correction,  

+/- 1.4 X 10 in air with refractive index correction) 






